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Abstract of DE3743630 

in devices for holding and/or manipulating 
electrostatically endangered components, at 
least the surfaces which come into contact 
with the components are produced from an 
abrasion-resistant ceramic (KE) which has a 
specific surface resistance of between 10<5> 
ohms and 10<12> ohms. The ceramic (KE) is 
applied to the substrate material as a solid 
material (VM) or is constructed as a plasma 
layer. 
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(S) Einrichtungen zur Aufnahme und/oder Handhabung elektrostatisch gefahrdeter Bauelemente 

Bei Einrichtungen zur Aufnahme und/oder Handhabung 
elektrostatisch gefahrdeter Bauelemente sind wenigstens 
die Flachen, die mit den Bauelementen in Kontakt kommen, 
aus einer abriebfesten Keramik (KE) hergesteilt, die einen 
spezifischen Oberflachenwiderstand zwischen 10 5 Ohm und 
10 12 Ohm aufweist Die Keramik (KE) wird als Vollmaterial 
(VM) auf das Tragermaterial aufgebracht oder als Plasma- 
schichtausgebildet. 





PS 37 43 MU 

1 2 

Patentansprttche ausgleich ohne Gefahrdung der Bauelemente erfolgen 

kann. 

L Einrichtungen zur Aufnahme und/oder Handha- Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran- 

bung elektrostatisch gefahrdeter Bauelemente, da- sprflchen gekennzeichnet 

durch gekeimzeichnet, daB wenigstens die die 5 Im Rahraen der aufgezeigten Bedmgungen konnen 

elektrostatisch gefahrdeten Bauelemente aufneh- alle QbHchen Keramiken verwendet werden, wie sie ber- 

menden Flachen der Einrichtungen aus verschleifl- spielsweise im Buch "Industrielle Keramik von Singer, 

fester Keramik (KE) mit einem spezifischen Ober- Springer-Verlag, 1966, beschrieben sind. Besonders ge- 

flachenwiderstand zwischen 10 5 Ohm und eignet sind vor allem aus teil- oder vollstabdisiertem 

10 12 Ohm gebildet sind 10 Zirkonoxid, sowie aus Siliziumnitrid bestehende Kera- 

2. Einrichtungen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- miken. 

zeichnet, daB die Keramik (KE) als Vollmaterial Ein Ausffihrungsbeispiel der Erfindung sei nachfol- 

^M)aufememTragerwerksto gendanHandderZeichnungerfiutert 

teil der Einrichtung ist, aufgebracht ist Das Ausfuhrungsbeispiel bezieht sich auf eine Pinzet- 

3. Einrichtungen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 15 te als Werkzeug fur die Handhabung von Halbleiter- 
zeichnet, daB die Keramik (KE) als Plasmaschicht bauelementen. Diese Pinzette kann in herkommhcher 
auf einem Tragerwerkstoff (TR) der gegebenen- Weise aus Metall oder verstarktem Kunststoff herge- 
falls Bestandteil der Einrichtung ist, auf gebracht ist stellt sein. An den Enden ihrer Greifflachen 1st jeweils 
4 Einrichtungen nach einem der Anspriiche 1 bis 3, eine Keramik XEangebracht Diese wird beispielsweise 
dadurch gekennzeichnet, daB die Keramfc^^ 20 als Vollmaterial VM auf den die Pinzette bildenden Tr&- 
Zirkonoxyd Zr0 2 als Grundmaterial besteht gerwerkstof f TR aufgelotet oder aufgeklebt. Bei emem 
5. Einrichtungen nach einem der Anspriiche 1 bis 3, metallischen Tragerwerkstoff TR oder bei Verwendung 
dadur<±gekeimzeichnet,daB(OeKeramik(KE;aus einer Zwischenschicht aus Glas oder Kermikmatenal 
Siliziumnitrid Si3N 4 als Grundmaterial besteht. kann die Keramik KE auch als Plasmaschicht aufge- 

25 spritzt werden. Der Vorteil der Plasmaschicht besteht in 

Beschreibung der geringeren Dicke bis maximal 0,5 mm. 

Wie bereits erwahnt, sind fiir die mit Keramik zu 

Die Erfindung betrifft Einrichtungen zur Aufnahme versehenden Flachen alle ubliehen Keranuken mit ei- 

und/oder Handhabung elektrostatisch gefahrdeter Bau- nem Oberflachenwiderstand zwischen 10 5 Ohm und 

elemente. 30 10 12 Ohm verwendbar, also beispielsweise: 

Bekanntlich konnen elektronische Bauelemente . 1W « • - „ , , 4 u ~. 

durch die Entladung elektrostatischer Aufladung be- Magnesiumoxid MgO, gegebenenfaUs dotiert mit Z.ir- 

schadigt werden. Damit die Bauelemente weniger ge- konoxidZrO* t 

fahrdet sind, dttrfen die in der Umgebung des Bauele- Aluminiumoxid A1 2 0 3 , gegebenenfaUs dotiert mit Ma- 

ments verwendeten Materialien weder isolierend wir- 35 gnesiumoxid MgO, Chromoxid Cr 2 0 3 oder Zirkonoxid 

ken, urn elektrostatische Aufladung zu vermeiden, noch ZrOa, 

diirf en sie zu sehr leiten, urn niederohmige Entladungen Aluminiumtitanat Ahm)* 

zu verhindern - man siehe z. B. TI Technical Journal, Siliziumcarbid SiQ 

Sept/Okt 1986, Seiten 6 ff. Chromoxid Cr^a, 

Man hat daher die Einrichtungen, die fiir die Aufnah- 40 Magnesiumaluminiumsilikat (Cordient), 

me elektrostatisch gefahrdeter Bauelemente, beispiels- Bariumtitanat, 

weise Bauteilaufnahmen oder Transportbehalter, und/ PorzellaiL 

oder die zur Handhabung elektrostatisch gefahrdeter c ^ limn{fP ;^ 

Bauelemente, beispielsweise Werkzeuge oder Handha- Vor allem geeignet smd aber auch Sihziummtnde 

bungssysteme, vorgesehen sind, aus gefuUten oder be- 45 SbN 4 , in gesinterter, heiBgepreBter oder reaktionsge- 

schichteten Kunststoffen, aus Schaumen oder aus Ver- bundener Form, sowie Zirkonoxide Zr0 2 in teil- oder 

bundwerkstoffen Kunststoff/Metall hergestellt (verglei- vollstabilisierter Form, gegebenenfaUs dotiert mit Ytn- 

che z. B. Elektronik Produktion Priiftechnik, Oktober umoxid Y 2 0 3 , Calziumoxid CaO oder Magnesiumoxid. 

1982, Seite 626, 6281 Diese bisher verwendeten Werk- Die Keramik kann dabei durch Fasern oder Whiskern 

stoffeweisen aber einen hohen Verschleifl durch starke 50 verstarkt sein - man siehe z. B. Advanced ceramic 

Abreibung auf, sind nicht steif genug oder verlieren ihre materials" Vol. 1, No. 1, 1986, Seiten 36-41 und uera- 

elektrostatische Schutzeigenschaft im Laufe ihres Ge- mic bulletin", VoL 65, No. 2, 1986, Seiten 315-322. 

brauchs. = — — —77 ~ 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Einrichtungen Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 

der eingangs genannten Art so zu verbessern, daB sie 55 
uber Iangere Zeit eine sichere Handhabung der Bauele- 
mente ohne Gefahrdung durch Aufladungen ermflgli- 
chen. % 

Diese Aufgabe wird bei den Einrichtungen der ein- 
gangs genannten Art dadurch geiast, daB weiiigstens die eo 
die elektrostatisch gefahrdeten Bauelmente aufnehmen- 
den Flachen der Einrichtungen aus verschleiBf ester Ke- 
ramik mit einem spezifischen Oberflachenwiderstand 
zwischen 10 5 Ohm und 10 12 Ohmgebildet sind. 

Die Keramik wirkt dabei ebenso wie die herkommli- 65 
chen Kunststoff e isolierend. Jedoch stellt der angegebe- 
ne Oberflachenwiderstandsbereich sicher, daB die Isola- 
tionswirkung begrenzt ist und ein eventueller Ladungs- 
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